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1.Научный компонент 204 204 7344 7344 3.5 3.5 6822 518.5 24 17 30 25 26 25 30 27

1.1.Научная деятельность, направленная на подготовку диссертации к защите 160 160 5760 5760 5760 18 14 24 20 18 18 24 24

+ 1.1.1
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации к защите

160 160 5760 5760 5760 18 14 24 20 18 18 24 24

+ 1.1.1.1(Н)
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации к защите

88 88 3168 3168 3168 18 14 20 18 18

+ 1.1.1.2(Н)
Научная деятельность, направленная на
подготовку диссертации к защите

72 72 2592 2592 2592 24 24 24

1.2.Подготовка публикаций и(или) заявок на патенты 15 15 540 540 540 3 1 1 1 3 3 2 1

+ 1.2.1
Подготовка публикаций и (или) заявок на
патенты

15 15 540 540 540 3 1 1 1 3 3 2 1

+ 1.2.1.1(Н)
Подготовка публикаций, в которых  излагаются
основные научные результаты диссертации

9 9 324 324 324 3 1 1 1 2 1

+ 1.2.1.2(Н)
Подготовка публикаций, в которых  излагаются
основные научные результаты диссертации

6 6 216 216 216 3 3

1.3.Промежуточная аттестация по этапам выполнения научного исследования 29 29 1044 1044 3.5 3.5 522 518.5 3 2 5 4 5 4 4 2

+ 1.3.1(К)
Зачет с оценкой по модулю "Научная
деятельность, направленная на подготовку
диссертации к защите"

123456
78

20 20 720 720 2 2 387 331 3 2 3 3 3 3 2 1

+ 1.3.2(К)
Зачет по модулю "Подготовка публикаций и
(или) заявок на патенты"

345678 9 9 324 324 1.5 1.5 135 187.5 2 1 2 1 2 1

2.Образовательный компонент 33 33 1188 1188 282 282 616 284 6 13 5 4 5

2.1.Дисциплины (модули) 15 15 540 540 270 270 264 4 3 3 2 3

+ 2.1.1 История и философия науки 111 3 3 108 108 54 54 51 3

+ 2.1.2 Иностранный язык 222 3 3 108 108 52 52 53 1 2

+ 2.1.3 Педагогика высшей школы 1 1 36 36 32 32 4 1

+ 2.1.4
Специальная дисциплина "Вакуумная и
плазменная электроника"

3 3 108 108 64 64 44 3

+ 2.1.4.1
Электроника, фотоника, приборостроение и
связь

1 1 36 36 32 32 4 1

+ 2.1.4.2
Специальная дисциплина "Вакуумная и
плазменная электроника"

2 2 72 72 32 32 40 2

+ 2.1.5(Ф) Факультативные дисциплины 25 4 4 144 144 66.5 66.5 60 17.5 1 1 2

+ 2.1.5.1(Ф) Инноватика 2 2 2 72 72 34.25 34.25 29 8.75 1 1

+ 2.1.5.2(Ф) Техника высоких напряжений 5 2 2 72 72 32.25 32.25 31 8.75 2

+ 2.1.6 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 3 3 108 108 36 36 72 3

+ 2.1.6.1 Защита интеллектуальной собственности 3 3 108 108 36 36 72 3

- 2.1.6.2
Защита интеллектуальной собственности в
образовательной организации

3 3 108 108 36 36 72 3

+ 2.1.7 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 2 2 72 72 32 32 40 2

+ 2.1.7.1 Моделирование ионных взаимодействий 2 2 72 72 32 32 40 2

- 2.1.7.2 Моделирование электронных взаимодействий 2 2 72 72 32 32 40 2

2.2.Практика 6 6 216 216 216 6

+ 2.2.1(П) Педагогическая практика 6 6 216 216 216 6

2.3.Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) и практике 12 12 432 432 12 12 136 284 2 4 2 2 2

+ 2.3.1 Зачет педагогика высшей школы 2 1 1 36 36 0.25 0.25 27 8.75 1
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+ 2.3.2(К)
Кандидатский экзамен по специальности
"Специальная дисциплина "Вакуумная и
плазменная электроника"

6 2 2 72 72 3 3 16 53 2

+ 2.3.3 Зачет с оценкой по педагогической практике 2 1 1 36 36 2.25 2.25 25 8.75 1

+ 2.3.4(К)
Кандидатский экзамен "История и философия
науки"

1 2 2 72 72 3 3 16 53 2

+ 2.3.5(К) Кандидатский экзамен "Иностранный язык" 2 2 2 72 72 3 3 16 53 2

+ 2.3.6 Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) 4 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

+ 2.3.6.1
Зачет "Защита интеллектуальной
собственности"

4 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

- 2.3.6.2
Зачет "Защита интеллектуальной собственности
в образовательном учреждении"

4 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

+ 2.3.7 Дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 5 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

+ 2.3.7.1
Зачет "Моделирование ионных
взаимодействий"

5 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

- 2.3.7.2
Зачет "Моделирование электронных
взаимодействий"

5 2 2 72 72 0.25 0.25 18 53.75 2

3.Итоговая аттестация 3 3 108 108 2.35 2.35 52 53.65 3

+ 3.1 Итоговая аттестация 3 3 108 108 2.35 2.35 52 53.65 3
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